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摘要(译)

与使用八个掩模的现有技术不同，本发明的有源矩阵有机电致发光显示
装置通过六掩模工艺制造。在本发明中，由于接地线和电源线完全设置
在基板上方，所以降低了电源线的电阻，并且防止了在驱动器件期间可
能在电源线中发生的热损坏。因此，图像质量增加并且可以获得显示的
均匀性。此外，由于掩模工艺的减少，减少了缺陷的发生并且可以提高
产量。另外，本发明的原理可以应用于顶部发射型有机电致发光显示器
件或底部发射型有机电致发光显示器件。当它用于顶部发射型时，有源
矩阵有机电致发光显示装置可以具有高孔径比。
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